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Fertigungsmittel fliir Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflissen auf die
optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 5: Ableitung von
Korrekturwerten fir optische Messgerate

Inhalt Seite
2o T T oY N 3
EINIGIUNG e 4
1 ANWendunNgSDErEiCh ... e 5
2 NOIrMAative VErWeISUNQGEN ......oiiciieiiiieiiiisss s s s s s amn s s mn e s n e an s ann e s nnans 5
3 ==Y | = 5
4 1V L=X=T=] o= [T 4T TU T T =T o 5
5 Einflussfaktoren bei optischen Oberflichenmessverfahren.............coccccviiini e 5
5.1 N0 e 1= 4 U= 1 1= 5
5.2 Materialspezifische Einflussfaktoren bei optischen Oberflichenmessverfahren.......................... 6
L0700 B - N | e 7= 4 U= 1 =R 6
5.2.2 BreChuUNgSINAeX ... 6
5.2.3 Anderung der Phasenlage...........co 6
5.2.4 Anderung der spektralen Verteilung .........cccccriiiiiniiiiiinc 7
5.3 Geratespezifische Einflussfaktoren bei optischen Verfahren.............ooiccciiiicees 8
£ T0¢ TRe B . | e 1= 4 = Ty = 8
5.3.2 Laterale AUFIOSUNG ......coiciiiiiiiiiriiir s 8
5.3.3 Spektrale Verteilung der BeleUChtung ... e 8
5.3.4 BeleuchtungsSintensitat.........cccccociiiieeiiiiicri e s 8
L 2R ] 2 - 1 =1 o 9
L 2T V1014 0 1= ¢ £ T2 T30 0T o | SR 10
5.3.7 Empfindlichkeit des BildSENSOrsS............cccccmiiiiiiiicccceeirr s csssserr e ssssne e e s s ssmn e e e e ee s s smnmnnnns 10
6 Bestimmung der systematischen Abweichung topographisch gemessener Schichtdicken...... 10
6.1 Bestimmung der effektiven numerischen Apertur........... s 10
6.2 Bestimmung der Veranderung der Phasenlage............cccoiiiiiiiiiimmnininnnsccseecre s sssssssssssse e ssssnns 1
7 Korrekturverfahren fiir optische Messverfahren .........ccccoiiiininn s 12
71 WeiBlichtinterferometrie ... 12
A5 R T N e = 1= 1= 12
7.1.2 Materialpaarung: Schicht reflektierenden Materials auf transparentem Material ........................ 12
7.1.3 Materialpaarung: Schicht transparenten Materials auf reflektierendem Material ........................ 12
7.2 Fokussierende Verfahren .............ooooriiciciminnsceerssssseesssssseesssssss e s ssssme s sssssmsssssssmsesssssmsessssasesssssnmnenas 13
7 B N | e T 44 U= Ty == 13
7.2.2 Materialpaarung: Schicht reflektierenden Materials auf transparentem Material ........................ 13
7.2.3 Materialpaarung: Schicht transparenten Materials auf reflektierendem Material ........................ 13
Anhang A (informativ) Bestimmung des Brechungsindex transparenter Schichten..............cccccceeuuueennn. 15
Anhang B (informativ) Beispiele fiir Korrekturverfahren.........c.cocoiiiiiincinnsr e 17
B.1 Transparente Schicht auf reflektierendem Substrat, fokussierendes Messverfahren,
topographische Schichtdickenmessung ..........ccccciiiiniin e ————— 17
LiteratUrhiNWEISE...... . n e mm e e e e mmm e e e e e sa e mmn e e e e e e s aa s nmmnn e e e e e aan 18



		2024-05-10T07:15:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




